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» PVD: Physical Vapor Deposition
» CVD: Chemical Vapor Deposition Her Hakki Saklidir. © 2012
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buhardan biriktirerek ince film biiylitme

Ince film giiniimiiz teknolojisinin en énemli girdisidir diyebilirim.
Cep telefonundan LED ekrana, fotovoltaj gilines enerjisi panellerinden
modern pencere camina, fotograf makinesinden, araba tekerlerindeki
basing algilayicilarina kadar aklimiza teknoloji adina ne geliyorsa
hepsinde ve daha fazlasinda ince film yapilan kullaniimaktadir. Peki
nedir ince film? Kelimeleri biraz acarsak anlamini biraz daha
netlestirebiliriz. Oncelikle film diye bahsettigimiz sey nedir diye soralim
kendimize.

Film yasantimiza fotograf filmi, sinema filmi, gida saklamakta
kullandigimiz ve dilimize de stretch film adiyla giren gerdirilebilir
plastik filmler gibi nesnelere girmistir. Bu nesnelerin ortak 6zellikleri
nispeten ince tabaka halinde olmalaridir. Bu tabakalari herhangi bir
malzemenin (zerine yiizeyini arada hi¢ bogluk birakmadan
kapladigimizi distintrsek, film kaph ylzeyler yaratmis oluruz. Bir metal
parcayi incecik bir boyayla ve bosluksuz boyadigimizda onu ince bir
tabakayla kaplamis oluruz. Boyayi eger bir tabaka halinde ylizeyden
kavlatirsak, boya yabakasi elimize bir film olarak gelir.

Bu noktada, su soru gok uygun olacaktir; zaten ince olan bir film
tabakasina neden "ince" sifatini ayrica ekliyoruz. Bunun nedeni, ince
olarak ginlik yasantimizdaki filmleri yeterince ince bulmayisimizdan
kaynaklanir. Her ne kadar standart bir kalinlik sinirlamasi yoksa da
gunlik yasantimizda film diye bahsettigimiz tabakalar 10-300
mikrometre kalinligindadir. Eger bu kalinliklarda bir film tabakasini bir
malzemenin ylizeyine yayarsak bu tabakayi "kaplama" diye anariz. Film
tabakasi "ince" sifatini aldigi zaman bahsettigimiz kalinliklar genellikle
birkag kat atom tabakasi kalinligindan (6rnegin 1 nanometre), 200-250
atom tabakasi (6rnegin 1000 nm) kalinligi arasinda olur. Baz fizikgiler
"ince" terimi i¢in kalinhklan yumusak x-1s1n1 dalga boyundan yakin kizil
otesi dalgaboyu arasinda olan filmleri kast ettiklerini sylerler. Tamimlar
kullanicinin uygulamasina gére degisebilir ancak okuyucumuz ince
teriminin yaklagik hangi kalinlik araligina diistigini anlamgtir.

Bahsi gegen kalinliklar ¢ok ince olduklan igin "kaplamalarin”
yapiminda kullanilan tekniklerle bu kadar ince tabakalarin kontrollii bir
sekilde dretilmesi genellikle mimkin degildir. Dolayisiyla ince film
uretimi yeni tekniklerin gelistiriimelerini gerekli kilmistir. Yeni teknik,
atomlanin veya molekdillerin kontrolli bir sekilde istenilen ylzeyde
"biriktirilmeleri" temeline dayanr. Biriktirilmek tzere atomlann (veya
molekiillerin) hazirlanmalarinin  yéntemleri ince film biyiitme
tekniklerini birbirlerinden farkh kilarlar. Ancak bu konuda galisanlar bu
teknikleri gruplamayi basarmislardir. Gergi bu gruplar bazen
birbirleriyle karisik da olabilirler. Yine de belli bash iki grup herkesin
kabul ettigi gruplar olmay yillardir sirdGirmektedir.

Bu gruplar, a) fiziksel buharlagtirmayla biriktirme (ingilizcede
physical vapor deposition) ve b) kimyasal buharlastirmayla biriktirme
(ingilizcede chemical vapor deposition) olarak bilinirler.

bildiklerimizi sizlerle paylasmaya devam edecegiz...
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yeni ardn
RIE-handy

RIE: Reactive-ion Etching

REAKTIF iYON DAGLAMA YONTEMIYLE
iNCE FiLM DAGLAMA SISTEMiI

ince film yapilan kullanarak cok kiiclk boyutlarda
elektronik devre Uretme islemleri genellikle VLS| (Very |
Large Scale Integration) teknolojisiyle yapilir. Bu |
teknolojiyle bir yonga (chip) Uzerinde neredeyse milyar
sayida devre olusturulur. En cok bilinen uygulama
soyledir.  Urefilmek istenilen devrelerin  yapilannin
gerektirdigi malzemeler (katkii veya katkisiz  yan
iletkenler, metaller, yaltkanlar, vb.), genellikle silisyum
(Si) yonganin (alttas) Uzerinde -PVD vefveya CVD
yéniemlen‘ kullanilarak- tim yuzeyi kaplayacak §eki|de
film tabakasyla ortilmesi, VLSI devre yapmasini
imkdnsizlagtinr. Bu nedenle ince film tabakalann bir kismi
-geride bir yapi birakacak sekilde- yluzeyden kontrolli
olarak kaldiriirlar. Kalan yapinin  lzerinde bagka
tabakalar buyatilir. Daha sonra onlar da geride bir kisim
yapilar birakacak sekilde yine kaldinliriar. Art arda bu
islemler yapilinca sonunda VLS| yapiya ulasilir.

Yukarnda bahsi gegen “geride baska yapilar birakacak
sekilde, ince filmlerin ylzeyden kaldinlimasi” islemine
“‘daglama” (etching) islemi denir. Eger, bu daglama
islemi vakum ortaminda ve yuzeye iyon carptinlarak En DUk Basing: < 5x10
yapiliyorsa bunun adina “iyon daglamasi” (ion etching) YUksek Hiz Pompasi: Turbo pompa
denir. Carptinlan iyonlar bazi reaktif gaz iyonlanni da Destek Pompasi: Mekanik pompa
iceriyorsa ve bu tir iyonlar, ince filmlerle tepkimeye Alttas Sayisi ve Boyutu:

girerek daglamay hizlandinyorlarsa, bu islemin adi Gu‘;';t’;g;?;:fnﬁﬁ: ]50
“fepkimeli iyon daglama” (reactive ion etching: kisaca Gaz Akis Kontrolcd Sayisi: 8

RIE) olur. Yukleme: Ustten

Vaksis, siz musgterilerinin destegiyle, 2012 yilinda bu Kontrol: Bilgisayar kontrolld
sistemi Turkiye'de Ureten ilk ticari firma olmustur.

Teknik Ozellikler

KONTROL ve KULLANMA

Pompalar, basing élgme Uniteleri, gaz akis kontrol Gniteleri, vanalar, Rf

guc saglayicisi elekironik olarak kontrol edilmektedir. Bu sistemdeki

daglama parameitreleri, daha énceden belirlenen bir recete dahilinde i ®
ofomatik olarak kontrol edebilen bir yazlimla calismakiadir. Ayrica VA KSIS
yaziim sayesinde gaz akig miktaran, basing degerleri, Rf glic degerleri

gibi verileri kaydederek daha sonra daglama sirecinin incelenmesine

olanak saglamaktadir. AR-GE ve MUHENDISLIK

Her Hakki Sakhdir. © 2012
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S-Xll 27. Avrupa Fotovoltaik Gunes Enerjisi Konferans
. ve Fuan, Frankfurt- Aimanya (25-28 Eyliil 2012)
! www. photovoltaic-conference.com

www. photovoltaic-exhibition.com

VAKSIS organizasyon destekgisi olmus, etkinlik boyunca
sergi alaninda ilgili katiimecilarla bulusmustur.

s
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%/ SOLARTR-2 Gunes Enerjisi Konferans ve Fuari,
N Antalya Dedeman (7-9 Kasim 2012)

hitp://www.solarir.org/index.himl

SOLARTR-2 Gunes Enerijisi Konferans ve Fuan Antalya’da
basariyla gerceklestirilmigtir.

VAKSIS organizasyon destekgisi olmus, etkinlik boyunca
sergi alaninda ilgili katilimecilarla bulugsmustur.
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